
나노박막, 고정밀화로 오차 줄인다!
KRISS, 박막두께 계측기 정밀도 0.002nm로 … 편광자로 빛 파동 제어

한국표준과학연구원(KRISS: 원장 강대임) 제갈원 박사팀이 나노박막의 두께를 0.002nm까지 측정할 수 있는

다채널 분광타원 계측기를 개발했다.

다채널 분광타원 계측기는 반도체, 디스플레이, 태양광 박막소재 분야에서 박막의 두께를 실시간으로 측정

할 수 있는 장비이다.

완제품의 품질과 성능을 박막두께 측정 정확도에 따라 결정되기 때문에 품질검사에 필수적인 장비로 활용

되고 있는 것으로 나타났다.

연구팀은 기존 계측기의 편광자 2개에 빛의 파동방향을 제어하는 편광자 한 개를 추가로 설치함으로써 오

차를 줄인 것으로 알려졌다.

새로 개발한 계측기로 3nm의 이산화규소 박막시편을 0.002nm의 정밀도로 측정하는데 성공했다.

제갈원 박사는 “0.002nm의 정확도를 구현함으로써 박막을 채용하는 기업들의 요구조건에 선제적으로 대응

할 수 있게 됐다”며 “기술을 이전하기 위해 장치를 업그레이드하는 작업을 진행하고 있다”고 말했다. <저작권

자 연합뉴스 - 무단전재․재배포 금지>
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